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まえがき 

光通信システムの進展と共に，ファイバオプティクス技術が確立され，近年，これを光通信以外の用途

に利用する検討がなされている。現在，その検討が進められている技術領域は，レーザプリンタ，レーザ

ディスプレイ，レーザ計測，レーザ加工，医療用装置など多岐にわたる。特に，医療用途においては，主

に診断に用いる高分解能撮像装置，手術中に用いる超高精細画像撮影装置などがあり，臨床現場への導入

が進められている。中でも，光偏向器を用いた最先端の高分解能撮像装置である波長掃引形（Swept 
Source：SS）光干渉断層計（Optical Coherent Tomography：OCT）は，ファイバオプティクス技術を用

いた適用例の一つとして注目されている。 
光偏向器は，レーザビームの最も基本的な性質の一つであるレーザビームの直進性を空間的に制御する

光デバイスであり，レーザプリンタ，レーザ加工，自動車用レーザレーダ，レーザディスプレイなどに適

用されており，種々な領域への適用が期待される。 
また，偏向器の通信用光スイッチなどへの適用も期待されている。 
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光偏向器の適用領域及び技術情報 

Application and technical information of optical deflectors 
序文 

この技術資料では，光偏向器の適用領域及び，特にファイバオプティクス技術を適用した光偏向器の技

術情報を記述する。 
 

1 適用範囲 

この技術資料は，出射光路を偏向制御する空間ビーム光用受動部品の一つである光偏向器に関し，用語

及び定義，特徴，特性，及びファイバオプティクスへの適用例について記述する。 

この技術資料の主な利用者は，通信装置，医療用装置，レーザ計測機器，レーザ加工機，レーザプリン

タ，レーザディスプレイなどに関わる設計開発，製造業者を想定する。 

この技術資料は，光偏向器の特性などを規定するが，製品仕様を規定するものではなく，適合性評価を

行うことは意図していない。 

 

2 引用規格 

次に挙げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS C 5860 空間ビーム光用受動部品通則 

JIS C 5900 光伝送用受動部品通則 

JIS Z 8120 光学用語 

 

3 用語，定義及び略語 

3.1 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，JIS C 5600，JIS C 5860，JIS C 5900 及び JIS Z 8120 によるほか，

次による。 

3.1.1 

光偏向器（optical deflector） 

一対の入射端面及び出射端面をもち，外部からの駆動手段に応じて，空間ビーム光の進行方向を制御す

ることができる空間ビーム光用受動部品。 

注記 一対の入射端面及び出射端面を持ち，外部からの駆動手段に応じて，レーザビームの進行方向

を制御する。ポリゴンミラー，ガルバノミラー（Galvano mirror），Micro Electro-Mechanical Systems 

（MEMS）などによる機械駆動式，音響光学式，電気光学式などがある。 

出典 JIS C 5860，3.48 

3.1.2 

最大偏向角（maximum deflection angle） 
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偏向器において，ビームを偏向できる角度の全幅。 

3.1.3 

タンタル酸ニオブ酸カリウム（KTa1-xNbxO3），KTN（potassium tantalate niobate，KTN） 

カリウム(K)，タンタル(Ta)及びニオブ(Nb)を含む酸化物。 

注記 カー効果による巨大な電気光学効果をもち，光偏向器又は可変焦点レンズ，光干渉断層計用波

長掃引光源などに利用されている。 

3.1.4 

ニオブ酸リチウム（LiNbO3），LN（lithium niobate，LN） 

リチウム(Li)及びニオブ(Nb)を含む酸化物。 

注記 ポッケルス効果による一次の電気光学効果をもち，光通信用材料として汎用的に利用されてい

る。 

3.1.5 

動作周波数（repetition frequency） 

光偏向器において，レーザビームが 1 秒間に最大偏向角を 1 往復する回数。 

注記 光偏向器において，その動作速度を示す指標。 

3.1.6 

解像点数（number of resolvable spots） 

偏向器において，スポットとして光学的に分解可能な数。 

3.1.7 

波長掃引光源（wavelength swept light source） 

偏向器を内蔵し，挟線幅レーザの波長を掃引できる光源。 

注記 MEMS 及び可動ミラーを用いた機械式，並びに EO 効果を有する結晶の光偏向機能を用いた非

機械式がある。一般的に，半導体光増幅器を光増幅媒体とし，共振器内に回折格子などの波長

選択素子と，光偏向器との組み合わせによって波長掃引した光源。 

3.1.8 

掃引周波数（swept frequency） 

波長掃引光源において，レーザビームの波長が 1 秒間に波長掃引帯域を往復する回数。 

注記 波長掃引光源においては，その動作速度を示す指標。 

3.1.9 

光干渉断層計，OCT（optical coherence tomography） 

光の干渉効果を利用し，生体の細胞などの断層構造を深さ方向へ撮像する診断装置。 

注記 超音波診断装置及び X 線診断装置に比べ，数 µm オーダの高分解能撮像が可能であり，画像診

断時の正確さが高い。OCT 画像の取得方法によって，時間領域（Time domain: TD）OCT 及び

周波数領域（Fourier domain: FD）OCT に分類される。 

3.2 略語 

MEMS  Micro Electro-Mechanical Systems 

AO  音響光学     （Acousto-optic） 

EO 電気光学     （Electro-optic） 

TO 熱光学     （Thermo-optic） 

SOA 半導体光増幅器    （Semiconductor optical amplifier） 
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OCM 光チャネルモニタ    （Optical channel monitor） 

OCT 光干渉断層計    （Optical Coherence Tomography） 

WSS 波長選択スイッチ    （Wavelength selective switch） 

PLC 平面光波回路    （Planar lightwave circuit） 

GM ガルバノミラー    （Galvano mirror） 

 

4 光偏向器の適用領域，要求性能及び駆動方式 

4.1 適用領域及び要求性能 

光偏向器は，レーザビームの最も基本的な性質の一つである進行方向を制御する光デバイスであり，レ

ーザプリンタ，レーザディスプレイ，レーザレーダ，レーザ加工機，通信用光スイッチなど，様々な装置

に適用されている。光偏向器の重要な性能パラメータは，解像点数及び動作周波数である。図 1 に光偏向

器の適用領域別の解像点数及び動作周波数を示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 1－光偏向器の適用領域別の解像点数及び動作周波数 

 

レーザプリンタ及びコピーは静止画像を掃引するため，用いる光偏向器は 1 kHz～10 kHz の低動作周波

数であるが，高解像度を得るため，解像点数は 1 000～10 000 である。レーザ加工機は航空機，自動車製造

など広い分野に用いられ，加工時間を短縮するために，数 kHz～50 kHz の動作周波数が望まれている。自

動運転への適用が期待される自動車用レーザレーダは，数 kHz～10 kHz の動作周波数と共に，数 1 000 の

解像点数が求められる。レーザディスプレイは主に動画描画に用いられるため，100 kHz～1 MHz の高い動

作周波数の光偏向器が用いられる。医療用光干渉断層計（Optical Coherent Tomography：OCT）では，近年

波長掃引式（Swept Source：SS）が主流になり，これに用いられる波長掃引光源に光偏向器が用いられる。

SS-OCT では，光源の波長掃引速度が断面観察像の高精細性を決めることから，光偏向器には数 100 kHz

の高い動作周波数が求められる。また，光偏向器を用いた通信用デジタル光スイッチの多チャネル化には，

高い動作周波数かつ高解像点数の光偏向器が求められる。 

光偏向器の性能パラメータを表 1 に示す。この中で，光偏向器として最も重要な性能パラメータは，解

像点数，偏向角及び動作周波数である。実用化されている光偏向器の性能例を表 A.1 に示す。 
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表 1－光偏向器の性能パラメータ 
項目 記号 単位 
使用波長範囲 λ nm 
解像点数 N  
最大偏向角 2θmax ° 
動作周波数 － Hz 
挿入損失 IL dB 
最大入射パワー － W 
入力インタフェース －  
サイズ － mm×mm×mm 
重量 － g 

 

解像点数（ N ）は，ディスプレイにおける画素数に相当し，最大偏向角（ max2θ ）に対して，光学的に

分解可能なスポット数を示すパラメータである（図 2 参照）。これは，最大偏向角をビーム広がり角（2Δθ）

で除したものであり，式(1)で表わされる。 

 

θ
θ
Δ2

2 max=N  ··············································································· (1) 

 

ビーム広がり角は，レーザビームの波長（λ）及びビーム半径（w）によって，式(2)で求まる。解像点数

は，ビーム半径，最大偏向角及び波長から，式(3)で計算される。 

 

wπ
22 λθ =∆  ················································································ (2) 

λ
θ

2
2π maxw

N =  ············································································ (3) 

 

式(3)は，解像点数がビーム径及び最大偏向角に比例し，波長に反比例することを示している。最大偏向

角が大きく，かつ，大きなビーム径のレーザビームを偏向できるポリゴンミラー又はガルバノミラーを用

いた可動ミラー式では，その解像点数は 10 000 点以上と大きい。  

動作周波数は，光偏向器の重要な性能パラメータの一つであり，レーザビーム位置の高速走査が求めら

れるディスプレイなどへ適用する場合は，特に重要になる。例えば， 1 280×1 024 ピクセルのディスプレ

イにおいて，1 秒当たりの描画枚数に 60 枚を想定した場合，水平走査周波数は 40 kHz となり，これ以上

の高速で動作する光偏向器が必要となる。 
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図 2－解像点数，最大偏向角及びビーム広がり角の関係 

 

4.2 駆動方式 

光偏向器の駆動方式は，可動ミラー式，MEMS（Micro Electro-Mechanical Systems）式，AO（Acousto-Optics）

式及び EO（Electro-Optics）式に分類される。図 3 に主な駆動方式の光偏向器の，動作周波数と最大偏向角

との関係を示す。光偏向器で最も普及しているポリゴンミラー及びガルバノミラーを用いた可動ミラー式

は，動作周波数が数 kHz 以下だが，大きな最大偏向角が実現できる。MEMS 式は機械式よりも高速動作が

可能であるが，動作周波数は 50 kHz 程度が限界である。また，AO 式又は EO 式（電界分布一定方式）は

さらに高速で動作するが，最大偏向角は小さい。この様に，動作周波数と最大偏向角とは一般的にトレー

ドオフの関係にあるが，EO 式の電界分布制御方式光偏向器においては，高速及び大きい偏向角が実現で

きる。 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3－主な駆動方式の光偏向器の動作周波数と最大偏向角との関係 
 

光偏向器 

2Δθ（ビーム広がり角） 

max2θ  

θ
θ
Δ2

2 max=N  解像点数： 

（最大偏向角） 
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5 EO 式光偏向器の技術概要 

5.1 技術動向 

可動ミラー式，AO 式，MEMS 式の光偏向器は，既にレーザプリンタ，レーザディスプレイ，レーザ加

工などの領域で幅広く適用されており，様々な技術解説が存在する[1～6]1)。本項では，これまでに技術解

説がほとんどない EO 式光偏向器について詳述する。EO 効果の種類には，屈折率変化が電界強度に比例す

るポッケルス効果及び電界強度の二乗に比例するカー効果がある。光通信用変調器に広くに用いられてい

るニオブ酸リチウム（LiNbO3：LN）及び光学実験で多く用いられるタンタル酸リチウム（LiTaO3：LT）

並びにチタン酸バリウム（BaTiO3：BT）は，ポッケルス効果が有効であり，チタン酸ジルコン酸ランタン

鉛［(Pb,La)(Zr,Tr)O3：PLZT］及びタンタル酸ニオブ酸カリウム（KTa1-xNbxO3：KTN）はカー効果が有効で

ある。一般的に，屈折率変化の電界強度依存性は，低電界においてポッケルス効果，高電界においてはカ

ー効果が大きくなる。表 2 に，主な EO 効果をもつ結晶材料の EO 効果の種類，EO 定数及び 500 V/mm の

電界印加時の屈折率変化量を示す。KTN の屈折率変化量は，他の材料と比べて大きい[7]。 

注 1) 角括弧内の数字は参考文献番号を示す。 

 

表 2－主な EO 効果をもつ結晶材料の EO 効果の種類，EO 定数及び屈折率変化量[7] 

材料 和名 EO 効果の種類 EO 定数 屈折率変化量 a) 
LiNbO3  
(LN) ニオブ酸リチウム ポッケルス b) 30 pm/V 0.000 09 

LiTaO3 
(LT) タンタル酸リチウム ポッケルス b) 30 pm/V 0.000 09 

BaTiO3 
(BT) チタン酸バリウム ポッケルス b) 1 640 pm/V 0.005 

(Pb,La)(Zr,Tr)O3 
(PLZT) 

チタン酸ジルコン酸ラ

ンタン鉛 カーc) 0.36 fm2/V2 0.000 54 

KTa1-xNbxO3 
(KTN) 

タンタル酸ニオブ酸カ

リウム カーc) 10 fm2/V2 0.015 2 

注 a) 500 V/mm の電界印加時 
b) ポッケルス効果は 1 次の EO 効果 
c) カー効果は 2 次の EO 効果 

 

5.2 動作原理 

EO 式光偏向器は，レーザビームが透過する結晶断面にわたって一様に屈折率を変化する方式及び分布

を持たせて変化する方式によって二種類に分類できる。前者を電界分布一定方式といい，後者を電界分布

制御方式という。 

電界分布一定方式 EO 式光偏向器は，屈折率の異なる媒体の境界においてレーザビームを偏向し，三角

プリズム形状である。図 4 に電界分布一定方式 EO 式光偏向器の模式図を示す。この光偏向器は結晶内の

一様な屈折率変化を利用し，入射したレーザビームは入出射面での屈折によって電極面に平行な方向に偏

向する。EO 結晶材料では電極間を大きくすると必要な印加電圧も大きくなるが，印加電界と直交方向に

レーザビームが偏向されるために，電極間を大きくせずに偏向方向の入射ビーム径を大きくできるのが，

電界分布一定方式光偏向器の特徴である。最大偏向角は，EO 結晶材料の屈折率変化量に比例する。また，

プリズムの頂角及び入射ビームの入射角度が大きいほど大きな最大偏向角が得られる。ただし，入射角度

が大きい場合，反射による損失が大きくなる。 
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図 4－電界分布一定方式 EO 式光偏向器の模式図 

 
電界分布制御方式 EO 式光偏向器は，EO 効果で誘起される屈折率変化を傾斜させ，媒体内を通過するレ

ーザビームの断面に累積的に位相変化を与えることでレーザビームの偏向を実現する。一例として，EO

結晶材料に四重極構成の電極を配置し，結晶内の電界強度に傾斜を生じさせる手法が報告されている[8]。

電界分布一定方式が境界面での屈折を利用しているのに対し，電界分布制御方式はレーザビームが EO 結

晶材料中を伝搬するのに伴ってレーザビームを連続的に偏向するため，結晶の長さに応じて大きな最大偏

向角が得られる。電界分布制御方式 EO 式光偏向器は，小さい素子面積で光路長を長くする素子設計を得

るために結晶内部で光路を多重反射させ，小さい素子で光路長を延伸する構造を用いる工夫がなされてい

る。図 5 に電界分布制御方式 EO 式光偏向器の模式図を示す。 

 
 
 

 
 
 
 

 

図 5－電界分布制御方式 EO 式光偏向器の模式図 

 

電界分布制御方式の EO 式光偏向器は，EO 結晶材料への電子注入によって，大きな屈折率傾斜が発現で

き，低電圧，高速及び大きな最大偏向角を実現することが可能である[9]。電界変化による高速電子移動を

用いて屈折率の分布を変化するため，可動ミラー式より二桁，MEMS 式より一桁動作周波数が高い。 

EO 結晶材料に KTN（厚さ 1 mm，長さ 6 mm，誘電率 30 000）を用いて，400 V の電界印加を行った場

合，最大偏向角は約 7.3 度になる。この最大偏向角は可動ミラー式より一桁程度小さいが，MEMS 式と同

等，電界分布一定方式の EO 式光偏向器のそれより一桁大きい。 

入射光

電極面
(表面と裏面)

頂角

電極面 

（表面と裏面） 

頂角 

入射光 
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図 6 に，電界分布一定方式及び電界分布制御方式 EO 式光偏向器の最大偏向角の電界強度依存性を示す

[10]。電界分布制御方式の最大偏向角が，電界分布一定方式に比べ一桁大きいことがわかる。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 6－EO 式光偏向器の電界強度と最大偏向角との関係[11-13] 

 

6 光偏向器のファイバオプティクス領域への適用例 

6.1 デジタル光スイッチ 

図 7 に，光偏向器を用いた 1×5 デジタル光スイッチの構成を示す。この光スイッチは，光ファイバから

の出射光を光偏向器で偏向させ，光軸及と主光線とを平行化した光学系であるテレセントリック光学系を

通して，シリコン（Si）基板上に形成された 5 チャネルの平面光波回路（Planar Lightwave Circuit：PLC）

へデジタル的に切り替える。電界分布制御方式 EO 式光偏向器を用いた場合の切替特性を図 8 に示す。横

軸に時間を，縦軸に印加電圧及び光出力を示す。横軸の一目盛は 100 µs である。紫線は印加電圧の変化を

示し，黄色線は光出力の変化を示す。光偏向器への印加電圧をデジタル的に切り替えることによって，マ

イクロ秒オーダで偏向角を制御し，光導波路の 5 チャネルを選択し切り替える。図 8 a)は，チャネル 1 に，

図 8 b)はチャネル 5 に光路を切り替えた時の結果である。このような電圧制御によるマイクロ秒レベルの

ランダムな偏向制御は，機械式以外の光偏向器の特徴である。受光側の光導波路又は光ファイバアレイを

2 次元配置とすれば多チャネルのデジタルマトリクス光スイッチが容易に形成でき，光チャネルモニタ

（Optical Channel Monitor：OCM）及び波長選択スイッチ（Wavelength Selective Switch：WSS）への展開が

可能である。 
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図 7－光偏向器を用いたデジタル光スイッチの構成[14] 

 
 
 
 
 
 
 

 
a) チャネル 1 の切替特性 

 
 
 
 
 
 
 

b) チャネル 5 の切替特性 

図 8－デジタル光スイッチの切替特性 

 

6.2 医療用 OCT 

OCT は光干渉によって深さ方向の情報を取得し，その取得方法によって時間領域（Time Domain：TD）

OCT と周波数領域（Fourier Domain：FD）OCT とに分類できる。両者とも，光源，干渉計及び受光器で構

成され，各方式によって適した構成部品で OCT 装置は構築されている。測定速度の点では FD-OCT が優

れており，その中でも波長掃引光源及び単一の光受光器を用いる，SS-OCT が，高速画像取得の最も有効

な手法として注目されている。 

SS-OCT は，ファイバオプティクス技術を医療用に展開した最先端の撮像技術である。装置のベースは，

光通信波長のレーザビームを用いた光干渉計であるため，サンプル表面付近の断層画像を撮像できる。図

9 に，SS-OCT システムの構成を示す。光通信用光部品が幅広く用いられている。ここで，赤の実線は光路，

光偏向器 

レンズ 1 
レンズ 2 

レンズ 3 

平面光波回路 

平面光波回路断面図 

 

コア クラッド 

Si 基板 
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黒の破線は電気信号である。 

波長掃引光源から偏波面保存シングルモード光ファイバで取り出したレーザビームは，光カプラによっ

て 9：1 に分岐され，光サーキュレータを経由し空間に出射される。これらのレーザビームは，コリメータ

で平行ビームに変換され，サンプルアーム内の生体組織，及び参照アーム内の参照ミラーへそれぞれ照射

される。生体組織への照射光は，ガルバノミラーによって，X 方向及び Y 方向に掃引され，生体断層構造

に応じて反射し信号光となる。この時，信号光及び参照ミラーからの参照光が偏波コントローラを経由し

て，光カプラで結合され干渉し，バランス光検出器で検出される。この一連の過程で，ある 1 点の断層構

造が撮像されるため，生体組織上でレーザビームを空間的に掃引することによって面内の 2 次元画像が得

られる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9－SS-OCT システムの構成 

 

SS-OCT では，1 回の波長掃引で 1 ラインの深さ方向の掃引を行うため，SS-OCT の撮像時間は光源の波

長掃引周波数に依存する。一般的な波長掃引光源は，回折格子を含む外部共振型であり，回折格子へのレ

ーザビームの照射には光偏向器が用いられている。EO 式光偏向器及び MEMS 式光偏向器を用いた波長掃

引光源の例は，附属書 B に示す。 

電界分布制御方式 EO 式光偏向器による波長掃引光源を用いて得られたヒト指の生体内 2 次元画像（白

黒反転）を図 10 a)に， 3 次元画像を図 10 b)に示す。図 10 b)の 3 次元画像は 200 枚の 2 次元画像から構築

した。図 10 a)では皮膚表面，表皮，真皮及び汗腺が，図 10 b)では表面の指紋及び汗腺が明瞭に観察され

ている。 

  

1.3 µm 

光カプラ (90/10) 光カプラ (50/50) 
90 % 

10 % 
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a) 生体内 2 次元画像（白黒反転）             b) 3 次元画像 

図 10－ヒト指の断層画像[15] 
 

7 まとめ 

光偏向器は，通信用光スイッチ，医療用 OCT 装置，レーザレーダ，レーザ加工機，レーザプリンタ，及

びディスプレイなど，様々な装置に適用されている。近年，高解像点数かつ高い動作周波数で偏向が可能

な EO 式光偏向器が注目されており，高付加価値な適用検討が進められている。特に，近年ファイバオプ

ティクスへの適用が期待されている。 

この技術資料では，光偏向器の用語及び定義，適用領域，EO 式光偏向器の技術情報，並びにファイバ

オプティクスへの適用例をまとめている。 

この技術資料を参照頂き，数多くの適用領域における各種光偏向器の普及に一層のはずみがつくことを

期待する。 
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附属書 A 
適用装置における光偏向器の性能例 

（参考） 
 
レーザプリンタ，レーザレーダ，通信用光スイッチ，レーザ加工機及び医療用 OCT 装置に適用する光偏

向器の性能例を表 A.1 に示す。 

 
表 A.1－光偏向器の性能例 

項目 単位 レーザ 
プリンタ レーザレーダ 通信用 

光スイッチ レーザ加工機 医療用 
OCT 装置 

波長範囲 nm 600～800 600～800 1 300～1 600 532 及び 1 064 1 060及び1 300 
解像点数  数千 数百 数十 200 10 
最大偏向角 ° 100 100 10 100 20 
動作周波数 kHz 20 5 20 20 200 
挿入損失 dB <0.2 <0.2 <0.9 <0.2 <0.9 
最大入射パワー W <1 <1 <0.5 数万 <0.02 
入力インタフェース  空間ビーム 光ファイバ 光ファイバ 空間ビーム 光ファイバ 
サイズ mm 80×80×40 200×100×20 200×100×20 250×250×250 200×150×50 
重量 g 数十 数百 <1 数百 数十 
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附属書 B 
偏向器を用いた波長掃引光源 

（参考） 
 

EO 式光偏向器及び MEMS 式光偏向器を用いた波長掃引光源の模式図をそれぞれ図 B.1 及び図 B.2 に示

す。 

光偏向器を用いた波長掃引光源の動作周波数を図 B.1 に示す。半導体光増幅器（Semiconductor Optical 

Amplifier：SOA）から光偏向器に入射したレーザービームは光偏向器で偏向され，回折格子で回折される。

この時，回折格子への入射角によって回折光の波長が変化する。回折光は端面鏡で反射され，光偏向器を

通して SOA に戻り，SOA と端面鏡間で共振した後，一部のレーザビームが SOA の光ファイバ出力として

出射される。MEMS 式光偏向器を用いた波長掃引光源の例を図 B.2 に示す。SS-OCT の撮像時間は光偏向

器の動作周波数に依存する。表 B.1 に，今まで報告された波長掃引光源の掃引周波数の比較を示す。可動

ミラー式光偏向器を用いた波長掃引光源では掃引周波数が数 10 kHz 程度であるが，EO 式光偏向器を用い

た波長掃引光源では，200 kHz 以上の高速で動作する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 B.1－EO 式光偏向器を用いた波長掃引光源の模式図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 B.2－MEMS 式光偏向器を用いた波長掃引光源の模式図及び写真[16] 

 

偏向器 

回折格子 

光出力 

プリズム 

SOA 

光出力 
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表 B.1－光偏向器を用いた波長掃引光源の動作周波数 
構成する光偏向器の方式 動作周波数 
ガルバノミラーを用いた可動ミラー式 10 kHz～20 kHz 
ポリゴンミラーを用いた可動ミラー式 50 kHz 
MEMS 式 50 kHz～100 kHz 
EO 式 200 kHz 
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OITDA/TP 27/AD：2017 
 

光偏向器の適用領域及び技術情報 

 
解 説 

この解説は，本体及び附属書に記載した事柄，並びにこれらに関連した事柄を説明するもので，技術資

料（TP）の一部ではない。 
 

1 制定の趣旨 

光偏向器は，レーザプリンタ，レーザ加工機などに広く適用されている。また，光偏向器にファイバオ

プティクス技術を適用した事例に，光スイッチ及び波長掃引形光干渉断層計（Optical Coherent 

Tomography：OCT）がある。通信用光受動部品は，IEC/TC 86/SC 86B で国際規格が審議及び発行されてい

るが，光偏向器は標準化が未着手の光部品の一つである。 

この技術資料の目的は，光偏向器の技術情報を整理することである。 

 

2 制定の経緯 

2015 年度から 2016 年度に実施した，NEDO“クリーンデバイス社会実装推進事業：高速・小型・省電

力 KTN 光制御デバイスのレーザー産業分野における市場開拓・普及事業”における市場調査において，

標準化要求の高かった案件の一つに光干渉断層計のキー部品である光偏向器が挙げられ，2016 年度から国

際標準化に向けた検討を開始することとなった。 

NEDO 及び IEC 標準化エキスパートを交え，標準化の進め方に関し議論し，初めに，光偏向器の標準化

文書体系を検討した。解説図 1 に検討した標準化文書体系を示す。 

規格体系の全体像を把握するため，偏向器の技術情報をまとめた技術資料を作成することにした。 
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解説図 1－光偏向器の文書体系案 

 

この技術資料の作成作業は，2016 年度に，ファイバオプティクス標準化部会企画調整専門部会の偏光器

技術資料作成 WG で行われた。 

 

3 技術資料の検討及び作成メンバ 

この技術資料の作成，検討メンバを次に示す。 

 

TP 検討及び作成メンバ 

氏名   所属 

   藤浦 和夫  NTT アドバンステクノロジ株式会社 

   小平 徹   NTT アドバンステクノロジ株式会社 

小松 貴幸  NTT アドバンステクノロジ株式会社 

小林 潤也  NTT アドバンステクノロジ株式会社 
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4 原案作成部会の構成 
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